




































































专利名称(译) 自动分析设备

公开(公告)号 US20190041386A1 公开(公告)日 2019-02-07

申请号 US16/076340 申请日 2017-03-01

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立高新技术

申请(专利权)人(译) 日立高新技术公司

当前申请(专利权)人(译) 日立高新技术公司

[标]发明人 YABUTANI CHIE
MURATA SUMIKO
MAKINO AKIHISA

发明人 YABUTANI, CHIE
MURATA, SUMIKO
MAKINO, AKIHISA

IPC分类号 G01N33/53 G01N35/04 G01N35/10

CPC分类号 G01N33/5304 G01N35/04 G01N35/1002 G01N2035/0443 G01N2035/0441 G01N2035/0453 G01N2035
/0437 G01N33/86 G01N35/02

优先权 2016051814 2016-03-16 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种自动分析装置，包括：第一测量单元，具有用于在圆周上保持包含
样品和试剂的混合溶液的多个反应池的反应盘，用于用光照射包含在反
应池中的混合溶液的光源，和用于检测照射光的光接收单元;用于清洁经
过测量的反应池的清洁机构;一次性反应容器，用于容纳样品和试剂的混
合溶液;第二测量单元，具有多个用于保持一次性反应容器的测量通道，
并包括用于照射保持在多个测量通道中的每个测量通道中的一次性反应
容器的光源;用于读取识别信息的读取单元;以及控制单元，用于根据已读
取的信息控制样品的分析条件。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059850417/publication/US2019041386A1?q=US2019041386A1
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